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※概要（Summary）： 

大阪大学高谷・林研究室では、一辺が 10 から 100

マイクロメートルの微細部品の精密位置決めに関す

る研究を行っている。マイクロ部品に見立てた微細部

品の作製支援を必要としており、大阪大学拠点から紹

介され、東京大学拠点の技術代行によって微細部品を

試作した。 

 
※実験（Experimental）： 

東京大学拠点の装置を用い、SOI シリコンウエーハ

上に、チタン金構造を蒸着（高真空電子線蒸着装置）

し、その上から厚膜電子線レジスト OEBR-CAP112

を塗布、高速大面積電子線描画装置 F5112+VD01 に

よってウエーハ直接描画を行い、続いて深掘りエッチ

ング装置 Alcatel MS-100 によってボッシュプロセス

で図１に示すようなマイクロ構造を作製した。気相フ

ッ酸エッチング法によって下地のシリコン酸化膜を

除去し、サンプルをリリースした。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

得られたサンプルの大きさがあまりに小さいので、

東京大学から大阪大学まで搬送し、部品を得るのに大

変苦労することがわかった。現在では、下地基板とと

もに広口のサンプル瓶に入れ、水溶液中に拡散させて

サンプルを得ている。微細位置決め実験についてはま

だ所定の成果が得られておらず、特に表面のクリーニ

ングに関して条件を詰める必要があると考えている。 

今後の展開では，提案技術によりマイクロ光学シス

テムを製作することの妥当性を検証する．作製したマ

イクロ部品に，さらに後処理を追加し，ミラー，レン

ズ，回折格子といったデバイスを作製し，それを Si

に位置決めする実験への発展を目指す． 
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図１：作製したサンプルの写真 
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